Politechnika Gdanska
Wydziat Chemiczny
Gdansk, dnia 28.12.07r.

ZAPYTANIE
dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia do
postepowania nr ZP/256/008/D/07

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 21 grudnia 2007 r. wptyneto do Zamawiajgcego zapytanie
Wykonawcy, dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, o brzmieniu:

Z uwagi na zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamoéwienia, ktéry moze zosta¢
spetniony tylko przez jednego dostawce, firme NT-MDT a konkretnie przez mikroskopy typu
NTEGRA jak rowniez w zwigzku z intencjg ustawodawcy okreSlong w ustawie UZP o
rownym

traktowaniu oferentéw oraz innym zamystem ustawodawcy zgodnie z ktorym nie wolno
opisywac przedmiotu zamowienia w taki sposob aby utrudniac uczciwg konkurencje
zwracamy

sie z prosbg o twierdzacq odpowiedz na nizej zadane pytania. Brak twierdzgcej odpowiedzi
na

postawione wyzej pytanie wyklucza nas ale rowniez innych oferentéw oprécz firmy
wskazanej

powyzej z postepowania.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SIWZ: ,Wykonawcom ubiegajacym sie o zamdwienie publiczne
przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zaméwien
publicznych, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamdwienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Prawo zaméwien
publicznych.” Wykonawca, ktory nie wnidst protestu dotyczacego specyfikacji w ustawowym
terminie zaakceptowat warunki SIWZ.

Ponadto, Wykonawca sktadajacy Zapytanie nie przedstawit zadnych dowodéw na
poparcie swojej tezy, a jedynie zazadat zaakceptowania wszystkich rozwigzan
proponowanych w pytaniach. Wiekszos$¢ z tych pytan wymusza na Zamawiajgcym zmiane
kryteriow oceny ofert oraz znacznej modyfikacji opisu przedmiotu zaméwienia, co jest
niezgodne z art. 38 ust. 5 Ustawy.

1. Dot. wymagania zwigzane z mozliwo$cig stosowania dodatkowych obiektywow w uktadzie
optycznego podgladu prébki, zwiekszajacych rozdzielczos¢ i rownoczesnie koniecznosé
zastosowania obiektywu pozwalajgcego na uzyskanie rozdzielczosci 1 um.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje mikroskopy sit atomowych nie oferujgce takiej
mozliwosci?

Uzasadnienie : W przypadku mikroskopow sit atomowych uktad optyczny obserwacji probki
jJest elementem pomocniczym dla catego systemu, pozwalajgcym na wstepny wybor
interesujgcego obszaru do badan. Z uwagi na rozmaite ograniczenia techniczne nie ma
mozliwosci zastosowania uktadéw optycznych o parametrach odpowiadajqcych typowym
mikroskopom optycznym i z tego powodu stosowanie dodatkowych obiektywow
pozwalajgcych na uzyskanie wigkszych rozdzielczo$ci nie musi koniecznie prowadzic do
uzyskania znaczgcej poprawy jako$ci obrazu. Oferowane przez nas mikroskopy AFM



wyposazone sq uktady optyczne o najwyzszej mozliwej jakosci, jednak ich konstrukcja nie
przewiduje stosowania wymiennych obiektywoéw, a maksymalne oferowane rozdzielczoSci
spetniajg podstawowe wymaganie narzucajgce obserwacje probki z rozdzielczoscig 3 um.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje takich mikroskopdw. Wiekszos¢ producentéw oferuje
uktady optycznego podgladu probki z mozliwoscig wymiany obiektywéw. Na stronie jednego
z nich jest nawet informacja o mozliwosci uzyskania rozdzielczosci 0,75 um przy uzyciu
dodatkowego obiektywu 50x. Biorac pod uwage iz takie same obiektywy sg czescig
standardowag mikroskopéw optycznych, wyposazenie uktadu podgladu probki w dodatkowy
obiektyw nie jest ograniczeniem.

Uktad optycznego podgladu probki jest istotnym elementem systemu, poniewaz
pozwala na wybdr miejsca skanowania. Wysoka rozdzielczos¢ tego uktadu pozwala wiec na
bardzo dokfadne i precyzyjne okreslenie takiego miejsca, a takze pozwala na bardzo ptynne
przejscie ze skali makro przez mikro do nano.

Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie wysokorozdzielczego obiektywu pozwalajgcego
na osiggniecie rozdzielczosci 1 um dodatkowym uktadem optycznego podgladu probki
pozwalajgcym osiggnac¢ opisang rozdzielczos¢. Uktad taki moze by¢ uktadem niezaleznym
od mikroskopu i catego systemu oraz moze zawiera¢ dodatkowe elementy na drodze
optycznej (np. zwierciadta).

2. Dot. co najmniej 16 bitowego kontrolera elektronicznego pozwalajgcego na kontrole pracy
systemu.

Pyt. Prosimy o uscislenie, ktérej funkcji kontrolera dotyczy wymaog 16-bitowej rozdzielczosci.
Czy dotyczy on rozdzielczosci skanowania i jesli tak, czy Zamawiajgcy wymaga 16 bitowej
rozdzielczo$ci skanowania powierzchni probki niezaleznie od jego pola, przesuniecia w
stosunku do Srodka petnego zakresu skanowania, szybkosci skanowania oraz kata
skanowania?

Uzasadnienie: Wraz ze zmniejszaniem pola skanowania oraz oddalaniem sie od $rodka
petnego zakresu skanowania, a takze wprowadzania dodatkowych zmian (szybkoSc, kgt
skanowania) liczba dostepnych do obrazowania bitow ulega zmniejszeniu. Sg srodki by
temu zapobiegac, poprzez zmniejszenie napiecia, ktore pozwala odzyskac petng liczbe
bitéw, nawet jezeli zakres skanowania wynosi 5% petnego zakresu skanera, jest to mozliwe
Jedynie dla obszaréw skanowania, ktére znajdujg sie w centrum petnego zakresu
skanowania. Jezeli zmniejszymy obszar skanowania do kilku nanometrow z dala od centrum
petnego zakresu skanera, to moze doj$¢ do sytuacji, ze ilo$¢ punktéw pomiarowych jest
mniejsza od ilosci pikseli na obrazie. Taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku
zastosowania kontrolera wyposazonego w uktad trzech 20 bitowych przetwornikéw, gdzie
kazdy z nich kontroluje jednq 0$ skanowania. Dla obszaru skanowania o boku 7 nm
przesunietego poza centrum petnego zakresu skanowania skanera pozostaje jedynie 73
LSB (z 1048576 LSB, poniewaz 20 bit = 2°°). Jezeli nasz mikroskop bedzie tworzyt obraz w
ktérym na jednaq linie skanowania przypada 512 punktow, to czes¢ pikseli przyjmie te samg
warto$c¢, poniewaz nie bedzie wystarczajgcej ilosci danych. W takiej sytuacji obraz topografii
powierzchni zostanie zdeformowany. Oferowane przez naszg firme kontrolery mikroskopoéw
AFM skonstruowane sq w taki sposéb, aby zapobiegac temu efektowi. Dzieki temu
niezaleznie od miejsca skanowania i jego potozenia wzgledem $rodka catego zakresu
Skanowania skanera piezoelektrycznego uzytkownik caty czas ma do dyspozycji 16-bitéw
(65536 LSB) przeznaczonych na zbieranie danych w danej linii skanowania.

Odpowiedz:

Wspomniane 16 bitdéw dotyczy rozdzielczosci przetwornikdw skaneréw. Sugerowana
w pytaniu odpowiedz jest znacznym zawezeniem rozwigzan technicznych dlatego tez takie
sprecyzowanie byloby niedozwolong zmiang SIWZ. Istnieje takze obawa iz tego typu
rozwigzanie jest rozwigzaniem opatentowanym.



W celu badania obszaréw skanowania o matych wymiarach (jak to opisano w pytaniu)
Zamawiajacy przewiduje zastosowanie skanerow do wysokich rozdzielczosci.

3. Dot. wymaganego monitora 19” z wejsciem S-Video, umozliwiajacym podtaczenie
komputera

oraz kamery CCD jednoczesnie.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zaoferowanie dwoch mikroskopow AFM, z ktorych kazdy
bedzie wyposazony w dwa monitory LCD 19” oraz komputer z kartg przechwytywania
obrazu, do ktérej podtgczona bedzie kamera CCD uktadu podgladu probki?

Uzasadnienie: Rozwigzanie, ktére proponujemy pozwala na jednoczesng obstuge
mikroskopu AFM na jednym monitorze LCD oraz podglad powierzchni badanej probki
poprzez kamere CCD na drugim monitorze LCD. Rozwigzanie z jednym monitorem LCD, do
ktérego podtacza sie jednocze$nie komputer oraz kamere CCD wydaje nam sie niekorzystne
dla uzytkownika, poniewaz zmusza do przetgczania sie pomiedzy podgladem z kamery
CCD, a interfejsem obstugi mikroskopu AFM i z tego powodu by¢ bardzo niewygodne w
obstudze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje zaoferowanie, dla kazdego uktadu optycznego podgladu
probki, dodatkowego monitora oraz karty przechwytywania obrazu zamiast monitora z
wejsciem S-Video.

4. Dot. wymagania wykorzystania aktywnego stotu antywibracyjnego

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje konfiguracje mikroskopow AFM wyposazonych w
pneumatyczne stoty antywibracyjne?

Uzasadnienie: Z wieloletniego doswiadczenia naszej firmy wynika, ze antywibracyjne stoty
pneumatyczne sq catkowicie wystarczajgcym zabezpieczeniem antywibracyjnym dla
oferowanych przez nas mikroskopow AFM i z tego powodu nie widzimy konieczno$ci
stosowania stotow aktywnych. Aktywny stét antywibracyjny dziatajacy na zasadzie
kompensacji drgan poprzez dedykowane sitowniki sterowane elektronicznie moze by¢
Zrédtem dodatkowych zaktécen elektromagnetycznych i z tego powodu, jezeli nie ma
koniecznosci jego stosowania — nie powinno sie tego czynic.

Czesc¢ konkurencyjnych producentéw preferuje takie rozwigzania, poniewaz ich mikroskopy
sg w stanie utrzymac deklarowane parametry wytqcznie dzieki zastosowaniu aktywnych
stotéw antywibracyjnych i z tego powodu Zamawiajgcy mégt odnie$c wrazenie, ze taki stot
Jest niezbednym elementem wyposazenia systemu AFM.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zaakceptuje pneumatycznych stotéw antywibracyjnych. Zgodnie z
SIWZ: ,aktywny stét antywibracyjny (niedopuszczalne sg stoty pneumatyczne)’.
Proponowane rozwigzanie nie jest stotem aktywnym i nie spetnia dodatkowego kryterium
zawartego w nawiasie. Ponadto taka zmiana oznaczataby niedozwolong modyfikacje SIWZ.

Aktywne stoty antywibracyjne sa oferowane przez wiekszo$¢ producentéw
mikroskopow.

5. Dot. wymagania zwigzanego z mozliwoscig wymiany skaneréw piezoelektrycznych.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje, Zze jeden z systemow podstawowych nie bedzie posiadat
mozliwo$ci stosowania wymiennych skaneréow?

Uzasadnienie: Jeden z mikroskopow AFM, ktére chcemy zaoferowac posiada komore
prézniowg z zabudowanym w niej skanerem. Z tego powodu nie istnieje mozliwo$¢
stosowania wymiennych skanerdéw, poniewaz ewentualng jego wymiane mozna



przeprowadzi¢ jedynie w fabryce.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie moze zaakceptowacé takiego rozwigzania, poniewaz bytaby to
niedozwolona modyfikacja SIWZ. Obydwa mikroskopy wchodza w sktad jednego systemu,
ktéry musi by¢ kompatybilny. Jesli jeden z mikroskopéw nie posiada mozliwosci wymiany
skaneréw oznacza to iz nie jest w petni kompatybilny z drugim i nie jest mozliwa wymiana
miedzy nimi dodatkowych modutow.

Warto nadmieni¢ iz mozliwo$¢ zastosowania prozni nie jest warunkiem wymaganym,
a jedynie opcjonalnym, tak wiec brak takiego rozwigzania nie powoduje odrzucenia oferty
jako niezgodnej z SIWZ.

6. Dot. stolikdw do kontroli temperatury.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie, w ktérym wytgcznie mikroskop AFM do
badan w prozni bedzie wyposazony w stolik grzewczy. Jezeli tak, czy zamawiajqcy
zaakceptuje stolik grzewczy umozliwiajgcy prace w zakresie temperatur od pokojowej do
185 stopni C w powietrzu oraz od temp. Pokojowej do 300 stopni C w prézni? Stolik ten
posiada stabilnos¢ temperaturowg +1sC.

Uzasadnienie: Chcemy Panstwu zaoferowac¢ dwa mikroskopy, z ktérych jeden bytby
wyposazony w zestaw dodatkowych modutéw umozliwiajgcych kontrole cisnienia, sktadu
atmosfery gazowej oraz temperatury probki. W ten sposob pragniemy zréznicowaé naszg
oferte na dwa mikroskopy, z ktérych jeden przeznaczony do pracy w powietrzu umoZzliwitby
uzyskiwanie obrazow z najwyzszg mozliwg rozdzielczoscig, natomiast drugi oferowatby
mozliwos$c badan w zréznicowanych warunkach Srodowiskowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie moze zaakceptowaé takiego rozwigzania, poniewaz byfaby to
niedozwolona modyfikacja SIWZ. Obydwa mikroskopy wchodza w sktad jednego systemu,
ktory musi by¢ kompatybilny. Jesli jeden z mikroskopow nie posiada mozliwosci
wykorzystywania niektorych modutéw oznacza to iz nie jest w petni kompatybilny z drugim i
nie spetnia podstawowych zatozen SIWZ.

Rozwigzanie to jest niedopuszczalne takze dlatego iz stabilno$¢ temperatury
wskazuje na bardzo duze dryfy termiczne (dryf w nm/°C, w przypadku stabilnosci
temperaturowej na poziomie 1°C jest co najmniej dwadziescia razy wyzszy niz dla
wymaganej stabilnosci 0,05 °C).

7. Dot. gtowic pomiarowych.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje propozycje jednego mikroskopu AFM do badan w
powietrzu oraz cieczach wyposazonego w skaner pracujacy w otwartej petli sprzezenia
zwrotnego o zakresie skanowania 125 um w osiach XY oraz o zakresie skanowania 5 um w
osi Z? Mikroskop ten ma mozliwo$¢ stosowania skaneréw o innych zakresach skanowania,
rowniez takich, ktore pracujg w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego. Jednoczes$nie czy
Zamawiajgqcy zaakceptuje oferte na drugi mikroskop do badan w pozni, powietrzu,
atmosferach kontrolowanych oraz cieczach wyposazony w jeden niewymienny skaner o
zakresie pomiarowym 90 um w osiach XY oraz 5 um w osi Z, ktory pracuje w otwartej petli
sprzezenia zwrotnego?

Uzasadnienie: Chcgc dostarczy¢ Panstwu dwa mikroskopy spetniajace szereg
réznorodnych zadan chcemy, aby nasza oferta obejmowata jak najszerszy zakres
dodatkowych akcesoriow. Poniewaz uktady elektroniczne stosowane w naszych
mikroskopach zapewniajg mozliwoSc uzyskiwania takich samych rozdzielczo$ci obrazowania
niezaleznie od wielko$ci skanera, nie widzimy potrzeby uzupetniania konfiguracji o skanery o
innych zakresach skanowania, poniewaz ich wykorzystanie znajduje uzasadnienie jedynie w



wyjgtkowych przypadkach (np. rutynowe obrazowanie periodycznosci struktury atomowej
grafitu).

Oferowane przez nas skanery majq konstrukcje rurowg i nie oferujg tak duzych zakreséw
Skanowania w 0si Z jak skanery o konstrukcji w postaci stosu (tzw. piezo-stack). Skanery
piezo-stack tatwiej integrujg sie z systemami kontroli przemieszczenia igly, ale sg
masywniejsze od skanerow rurowych, przez to mogq wykonywac skanowanie z mniejszg
predkoscig i z tych powodow nie sgq dedykowane do wysokorozdzielczego obrazowania. Z
tych wzgledéw uwazamy, ze parametr ten nie powinien powodowac eliminowania oferty
przynajmniej rownowaznej pod wzgledem mozliwosci pomiarowych.

Roéwnoczesénie oferujemy Panstwu systemy o najbardziej zaawansowanym uktadzie
linearyzacji skanowania przy pomocy oprogramowania. Zaletg takich skaneréw jest nizszy
poziom szumoéw generowanych przez system i dzieki temu zdolno$¢ uzyskiwania lepszych
rozdzielczo$ci podczas pomiarow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na skanery wytgcznie w petli otwartej pod warunkiem
dostarczenia takze skanerow wytacznie w petli zamknietej o takich samych parametrach.
Preferowanym rozwigzaniem jest mozliwos¢ pracy w otwartej i zamknietej petli sprzezenia
zwrotnego przy wykorzystaniu tego samego skanera.

Jedyny dopuszczalny skaner o otwartej petli sprzezenia zwrotnego to skaner do
wysokich rozdzielczosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dostarczenie skaneréw o podanych zakresach. O
ile 10% odchylenia od podanych zakreséw bytoby dopuszczalne (125 um w XY), o tyle 5 um
w osi Z jest niedopuszczalne.

Zaoferowanie wytacznie skanerow pracujgcych w otwartej petli, zwlaszcza w
przypadku kiedy nie mozna ich wymienia¢ jest catkowicie niedopuszczalne.

W zwigzku z nieuzasadnionym brakiem zamknietej petli sprzezenia zwrotnego
Zamawiajgcy pragnie zwroci¢ uwage, iz zamknieta petla sprzezenia zwrotnego pozwala na
Sledzenie aktualnej pozycji skanera, co jest niezwykle pomocne w przypadku nanolitografii,
nanopmanipulacji oraz powtarzalnosci pozycjonowania. Wiekszo$¢ producentéw oferuje
skanery z czujnikami pozwalajgcymi na realizacje zamknietej petli.

Linearyzacja skanowania przy pomocy oprogramowania nie jest jednoznaczna z
zamknietg petlg sprzezenia zwrotnego. Zamknieta petla dostarcza sygnat o potozeniu, bez
ktérego linearyzacja jest tylko teoretyczna.

8. Dot. pracy w trybie SThM oraz trybach elektrycznych.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje oferte na dwa mikroskopy AFM, ktére nie pracujg w
trybie SThM?

Uzasadnienie: Mamy nadzieje, Ze brak ten z nawigzkg zrekompensujg tryb pomiaru
rezonansu torsyjnego, tryb piezoresponse, obrazowanie wyzszych harmonicznych,
akwizycja danych z duzg szybkoscig w obydwdch oferowanych mikroskopach oraz tryb
pomiaru potencjatu elektrochemicznego w mikroskopie do pracy w powietrzu oraz cieczach,
a takze podwyzszony zakres prozni w stosunku do wymaganego w drugim mikroskopie —
wynoszgcy 10-5 Torr.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie akceptuje takiego rozwigzania. Tryb SThM jest warunkiem
koniecznym. Dopuszczalnym rozwigzaniem jest dostarczenie modutu do badan SThM
innego producenta. Dostepne na rynku moduty SThM sg kompatybilne z wiekszoscig
systeméw AFM.

9. Dot. zmotoryzowanego pozycjonera
Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje dostawe mikroskopu do badan w prézni wyposazonego
w manualny stolik przesuwu probki o zakresie 6x6 mm? Czy zamawiajqcy zaakceptuje



dostawe mikroskopu do badan w powietrzu wyposazony w manualny przesuw igty nad
probka w zakresie 2x2 mm?
Uzasadnienie: Z uwagi nha ograniczenia konstrukcyjne producent nie stosuje motoryzacji
stolikow probek. W mikroskopie do badan w prozni z uwagi na problemy pojawiajgce sie
podczas pracy w prozni powodowane m.in. przez smary konieczne do wtasciwej pracy takich
mechanizmow, natomiast w mikroskopie do pracy w powietrzu z uwagi na zwarto$c jego
konstrukcji, ktora sprzyja zmniejszeniu bezwtadnoSci mechanicznej i temperaturowej. tatwo
sobie wyobrazic, Zze taka konstrukcja sprzyja uzyskiwaniu bardzo wysokich rozdzielczoSci
obrazowania i duzej stabilnosci pracy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zaakceptuje pozycjonery manualne tylko w przypadku dostarczenia
pozycjonera zmotoryzowanego. Zamawiajgcy nie dopuszcza wiec proponowanego
rozwigzania.

10. Dot. komorki cieczowej z kontrolg temperatury.

Pyt. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie umozliwiajgce prace w podgrzewanych
cieczach w zakresie od temp. otoczenia do 60sC (stabilnoS¢ temperaturowg +1sC) wytgcznie
w mikroskopie do badan w prézni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zaakceptuje takiego rozwigzania. Proponowana komorka cieczowa
ma za maly zakres i za staby parametr stabilnosci temperaturowej. Niedozwolone jest takze
rozdzielanie poszczegdlnych elementéw systemu na dwa niekompatybilne systemy.
Podstawowym wymogiem SIWZ jest spdjny system AFM sktadajacy sie z dwdch
podstawowych mikroskopow, ktdre wykorzystywac bedg ten sam zestaw czesci.

11. Dot. oceny punktowej w punkcie nr 4.

Pyt. W jaki sposob zostang przyznane punkty jezeli w zostanie zaoferowany jeden
mikroskop AFM do pracy w prdzni, natomiast drugi mikroskop nie posiada takiego
przystosowania?

Czy zadajgc zaoferowania mikroskopu AFM przystosowanego do pracy w prozni
zamawiajqcy wymaga aby podczas pracy w warunkach prozni mozliwa byta regulacja
ustawienia lasera oraz fotodetektora? Czy Zamawiajgcy wymaga aby podczas pracy w
warunkach prozni mozliwe byto kontrolowanie powierzchni oraz potozenia sondy skanujgcej
poprzez uktad optycznego podglgadu probki?

Uzasadnienie: Taka punktacja pozostaje niejasna, poniewaz w pozostatych kategoriach
punkty mozna przyznawac¢ dwdém mikroskopom z osobna (a nastepnie z kazdej oceny
wyciggnac¢ Srednia arytmetyczng) dla danej oferty. W tym punkcie nie widzimy takiej
mozliwoSci.

Mozliwo$c regulacji ustawien lasera oraz fotodetektora w warunkach prozni jest bardzo
wazna z uwagi na to, ze po odpompowaniu komory zmienia sie charakterystyka sondy
skanujgcej i ustawienia wykonane w warunkach cisnienia atmosferycznego mogag nie
pozwoli¢ na uzyskanie dobrego obrazu. Mozliwo$¢ podgladu powierzchni probki oraz
potozenia sondy skanujgcej w czasie pracy znacznie utatwia operatorowi zorientowanie sie
Jak chciatby w dalszej kolejno$ci poprowadzi¢ swoj eksperyment.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w takim przypadku nie przyzna za ten parametr zadnych punktow.
Zgodnie z SIWZ oceniana jest: ,Mozliwos¢ zastosowania prézni w obydwu systemach
podstawowych oraz oprzyrzadowanie (wraz z pompg) umozliwiajgce uzyskanie prozni (co
najmniej10™* Torra) na co najmniej jednym z systemow podstawowych”. System, w ktérym
tylko jeden mikroskop moze osiggnac¢ proznie jest niekompatybilny jako cato$é co nie spetnia
wymogoéw SIWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje przyznawania punktow dwom mikroskopom z osobna, a
nastepnie wyciggania z kazdej oceny s$redniej arytmetycznej. Zaoferowany system bedzie



oceniany jako spodjna catos¢, tak wiec Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci, aby
wchodzagce w sktad systemu mikroskopy mogly otrzymac rézng ilos¢ punktéow. Ponadto
nalezy wskazacC iz ocena w przypadku kryteriow technicznych odbywa sie na zasadzie
speftnia-nie spetnia, tak wiec mozna albo zero punktéw albo wszystkie za dane kryterium. W
celu zapoznania sie z kryteriami oceny ofert oraz sposobem liczenia punktéw odsytamy do
SIWZ, w ktérym znajduje sie szczegdtowy opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzania dodatkowych ograniczeh dotyczacych
prozni.

Zamawiajacy dokona stosownej modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.



	Z uwagi na zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia, który może zostać 

